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摘要

台灣氣立研發中心 –設計部

公司簡介

氣動元件 –目標市場需求

氣動元件 – CHELIC研發中心

高精度數位壓力調整器-電控比例閥

電控比例閥–技術內容

電控比例閥 –優點與應用
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公司簡介
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Compact ---「紮實」

Hi-tech ---「高科技」

Elastic ---「彈性」

Leading ---「領導」

Impressive ---「感動」

Cooperative ---「樂於合作」
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氣動元件-目標市場需求
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 氣動系統需求
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 工業4.0之發展趨勢
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 氣動元件終端應用產業廣泛，且應用市場規模為成長趨勢
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 產業供應鏈缺口盤點(1/2)
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 產業供應鏈缺口盤點(2/2)
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CHELIC研發中心
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 智慧機械創新之都(2016)

 

 CHELIC研發中心(2017)

本公司通過「經濟部A+企業創新
研發淬煉計畫」審查，並獲得
1670萬補助，於2017年5月1日正
式啟動。

※現階段開發領域：

A、節省氣體消耗之壓
力控制技術開發

B、高效能真空系統技
術開發

C、數位電控比例與物
聯網通訊技術開發

期間 博士 碩士 學士 專科 合計

106年9月 3 12 15 8 38
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※學研分析(ANSYS)
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※開發SOP
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高精度數位壓力調整器-電控比例閥
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 開發方向 閥體穩定性最佳化：透過模擬系統建構閥體穩定性最佳幾何結構並設計開發

精度高速化&節能化：研發數位型控制氣動元件，達到與國際氣動大廠高規水準

整合數位通訊介面：達到有線/無線多機通訊與物聯網功能的氣動元件

 功能規格
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CHELIC CVTR2000系列
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 技術內容(1/4)
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 模擬分析&實驗比較
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流場數值模擬分析數據擷取範圍示意圖

閥體內部流道壓力實際量測位置

模擬數據截取方式：

擷取近壁面壓力數值之位置，
與實驗量測所設定的五個壓力
量測點位置一致
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 流道結構分析重點區域

1.滑軸移動艙體流道
2.滑軸移動艙體出口緩衝

區(含閥體出氣口)
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Model-1

Model-2

Model-3
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 流道結構對流場特性之影響
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流道閥口至流道出口壓力曲線示意圖

Model-1

Model-3

Model-2

Model-1 pressure line (valve centre to valve output)
Model-2 pressure line (valve centre to valve output)
Model-3 pressure line (valve centre to valve output)
70% valve open pressure(theory value)
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 新型流道設計(示意範例)
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內部流道3D模型

流道閥口至流道出口壓力曲線示意圖

Model-1 pressure line (valve centre to valve output)

Model-2 pressure line (valve centre to valve output)

Model-3 pressure line (valve centre to valve output)

Model-4 pressure line (valve centre to valve output)

70% valve open pressure(theory value)

Model-4
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 技術內容(2/4)
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 比例控制器-邏輯/命令/驅動/回授
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以PWM為基礎-開迴路控制系統 閉迴路控制系統

1.電磁閥誤動作時，測試電磁閥是否動作正常

2.比例閥初始化程式

3.比例閥主迴圈程式

4.比例閥穩定控制程式

輸出訊號藉由量測元件檢測出，並回授至輸
入端以修正輸入訊號，使系統達到原先預期
之要求。
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 量測設備
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PLC 控制系統 

直流電源供應器 

NI 數據截取卡 

精密調壓閥 

測試平台 

電腦系統 

高壓空氣供給系統 SWAN, HWU-310CN-1,220V/60HZ

精密調壓閥 CKD-RP2000

數據截取卡 NI-6210

直流電源供應器 HILA, DP-30052, 30V-5A

PLC控制系統 MITSUBISHI-FX3G

PC系統 LENOVO-ThinkCenter M9

氣動式量測系統

高壓空氣供給系統

 

 

 

高壓儲氣筒 高壓儲氣筒 空氣乾燥機 
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氣動式量測系統測試流程規劃示意圖
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 技術內容(3/4)
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 技術內容(4/4)
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 數位測試平台
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符合ISO6358規範
功能性測試
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 產品優點
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可針對流體進行壓力的連續性調節

系統元件簡化及有效降低人力成本

系統能實現遠程控制與程序控制

 應用範圍

 作動元件引導壓的壓力控制

 離合器控制

 加壓力試驗裝置

 升降機的加減速控制

 沖床沖模緩衝器之壓力控制

 研磨機的張力控制

 平衡器的壓力控制

2017第 29屆上海工博展 CHELIC展示機台測試
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~Thank You~

Q & A
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